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DESCRIPCION
Aparato y método para detectar el angulo azimutal de una fuente de calor
Antecedentes de la invencion
1. Campo de la invencion

La presente invencién se refiere a un aparato y un método para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor;
en particular, a un aparato de deteccion de infrarrojos y a un método para detectar un angulo acimutal de una fuente
de calor estatica o una fuente de calor mdvil.

2. Descripcion de la técnica relacionada

El aparato de deteccién de infrarrojos convencional equipado con al menos un sensor de infrarrojos se usa
generalmente para detectar si una fuente de calor entra en la zona de exploraciéon del mismo o no. Especificamente,
el aparato de deteccion de infrarrojos convencional no puede usarse para detectar si la fuente de calor permanece en
la zona de exploracion o no, y el aparato de deteccion de infrarrojos convencional no puede usarse para detectar un
angulo azimutal de la fuente de calor. Por lo tanto, cémo utilizar un aparato de deteccién de infrarrojos para detectar
un angulo azimutal de una fuente de calor es uno de los objetivos en este campo. El documento CN 104 280 A da a
conocer un aparato para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor, que comprende: un dispositivo de control,
que comprende: una placa de circuito; un microcontrolador conectado eléctricamente a la placa de circuito; y un médulo
de accionamiento conectado eléctricamente a la placa de circuito, en el que el médulo de accionamiento esta
conectado eléctricamente al microcontrolador a través de la placa de circuito; y un dispositivo de deteccion, que
comprende: un plato rotatorio conectado al médulo de accionamiento; un elemento de colocacion instalado en el plato
rotatorio y que tiene una parte de colocacion objetivo, en el que el médulo de accionamiento esta configurado para
accionar el elemento de colocacion para que gire a lo largo de un eje; un sensor de infrarrojos conectado
eléctricamente a la placa de circuito para recibir una sefal de infrarrojos transmitida al dispositivo de deteccion a través
del elemento de colocacion, en el que la intensidad de la sefial definida por una sefal de infrarrojos transmitida al
sensor de infrarrojos a través de la parte de colocacién objetivo del elemento de colocacion es diferente de una
intensidad de sefal definida por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor de infrarrojos a través de la otra parte
del elemento de colocacion. Se conoce otro dispositivo a partir del documento KR 2009 0011921 A.

Sumario de la invencion

Segun la presente invencion, se proporciona un aparato como se define en la reivindicacién 1. La reivindicacion 4
define un método segln la presente invencién. Las reivindicaciones dependientes muestran algunos ejemplos de dicho
aparato y método, respectivamente. La presente divulgacion proporciona un aparato y un método para detectar un
angulo azimutal de una fuente de calor para resolver eficazmente un problema, que es un aparato de deteccion de
infrarrojos equipado con un Unico sensor de infrarrojos que no puede funcionar para detectar un angulo azimutal de
una fuente de calor.

La presente divulgacion proporciona un aparato para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor, que
comprende: un dispositivo de control, que comprende: una placa de circuito; un microcontrolador conectado
eléctricamente a la placa de circuito; y un moédulo de accionamiento conectado eléctricamente a la placa de circuito,
en el que el modulo de accionamiento estd conectado eléctricamente al microcontrolador a través de la placa de
circuito; y un dispositivo de deteccidn, que comprende: un plato rotatorio conectado al médulo de accionamiento; un
elemento de referencia dispuesto en el plato rotatorio; un elemento de colocacion instalado en el plato rotatorio y que
tiene una parte de colocacion objetivo, en el que el médulo de accionamiento esta configurado para accionar el
elemento de colocacién para que gire a lo largo de un eje; un sensor de infrarrojos conectado eléctricamente a la placa
de circuito para recibir una sefal de infrarrojos transmitida al dispositivo de deteccion a través del elemento de
colocacion, en el que una intensidad de sefial definida por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor de infrarrojos
a través de la parte de colocacién objetivo del elemento de colocacion es diferente de una intensidad de sefial definida
por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor de infrarrojos a través de la otra parte del elemento de colocacién; y
un elemento de alineacién conectado eléctricamente al dispositivo de control, en el que el elemento de alineacién y el
elemento de referencia definen conjuntamente una referencia de tiempo de inicio cuando la parte de colocacién
objetivo comienza a rotar.

La presente divulgacion también proporciona un método para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor, que
comprende: proporcionar un aparato de deteccion de infrarrojos, en el que el aparato de deteccion de infrarrojos
comprende un dispositivo de control y un dispositivo de deteccion conectado eléctricamente al dispositivo de control,
el dispositivo de deteccion comprende: una parte de colocacion objetivo que es rotatoria a lo largo de un eje; un sensor
de infrarrojos; y un elemento de alineacion conectado eléctricamente al dispositivo de control, en el que el elemento
de alineacion define una referencia de tiempo de inicio cuando la parte de colocacion objetivo comienza a rotar;
implementar una pluralidad de etapas de deteccién usando el aparato de deteccién de infrarrojos, en el que los etapas
de deteccién comprenden: (a) operar el dispositivo de control para detectar un periodo de unidad (Tc) usando el
elemento de alineacion, y luego operar el dispositivo de control para ordenar a la parte de colocacién objetivo que se
detengay se alinee con el elemento de alineacién, en el que el periodo unitario se define rotando la parte de colocacion
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objetivo a través de un circulo; (b) operar el aparato de deteccién de infrarrojos para explorar una zona de exploracion;
(c) cuando el aparato de deteccion de infrarrojos detecta una fuente de calor externa que entra en la zona de
exploracion, operar el dispositivo de control para accionar la parte de colocacién objetivo en rotacion, y una evaluacion
del aparato de deteccion de infrarrojos correspondiente a la posicion de la fuente de calor externa que comprende:
definir un plano perpendicular al eje como un plano azimutal, en el que el eje es un eje central del plano azimutal, en
el que en el plano azimutal, el elemento de alineacion sobresale ortogonalmente sobre el plano azimutal para definir
una posicién azimutal inicial, el eje y la posicién azimutal inicial definen conjuntamente una primera linea conectada
entre los mismos, y la primera linea se define como 0° del plano azimutal; definir un punto de tiempo (Ts) de la fuente
de calor externa mapeando un tiempo particular al periodo unitario, en el que una sefial de infrarrojos emitida desde
la fuente de calor externa se transmite al sensor de infrarrojos a través de la parte de colocacion objetivo en el momento
particular; definir una posicién de fuente de calor haciendo sobresalir ortogonalmente la parte de colocacién objetivo
sobre el plano azimutal en el punto de tiempo, en el que en el plano azimutal, el eje y la posicion de fuente de calor
definen conjuntamente una segunda linea conectada entre los mismos; y definir un &ngulo entre la primera linea y la
segunda linea como un angulo azimutal (6x) de la fuente de calor externa, en donde el angulo azimutal se obtiene
utilizando el dispositivo de control para calcular una ecuacion: 6x = (Ts/Tc) x 360%; y (d) cuando la fuente de calor
externa que deja fuera la zona de exploracién detectada por el aparato de deteccion de infrarrojos, operar el dispositivo
de control para ordenar selectivamente que la parte de colocacién objetivo se detenga, y operar el dispositivo de
control para ordenar que la parte de colocacion objetivo se alinee con el elemento de alineacion.

En resumen, el aparato de deteccion de infrarrojos y el método de la presente divulgacion se proporcionan para obtener
rapidamente el angulo acimutal de la fuente de calor externa en el punto de tiempo utilizando el sensor de infrarrojos
para recibir las sefiales de infrarrojos, que se emiten desde la fuente de calor externa con dos tipos de intensidades
de senal, y utilizando la actuacién conjunta del elemento de alineacion y la parte de colocacién objetivo.

Con el fin de apreciar adicionalmente las caracteristicas y el contenido técnico de la presente invencidn, a continuacién
se hace referencia a las descripciones detalladas y a los dibujos adjuntos en relaciéon con la presente invencién. Sin
embargo, los dibujos adjuntos se muestran simplemente con fines a modo de ejemplo, en lugar de usarse para limitar
el alcance de la presente invencién.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1A es una vista en perspectiva que muestra un aparato de deteccion de infrarrojos, que se aplica a un método
para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor, segun un primer disefio no cubierto por las reivindicaciones
independientes;

la figura 1B es una vista en perspectiva que muestra un modo de instalacion del aparato de deteccion de infrarrojos
mostrado en la figura 1A;

la figura 1C es un diagrama de flujo que muestra el método de la presente divulgacion;
la figura 2 es una vista en despiece del aparato de deteccion de infrarrojos mostrado en la figura 1A;

la figura 3 es una vista en despiece del aparato de deteccién de infrarrojos mostrado en la figura 1A desde otra
perspectiva.

La figura 4 es una vista en despiece de un plato rotatorio y un elemento de colocacion, ambos mostrados en la figura 2;
la figura 5 es una vista desde arriba del elemento de colocacién mostrado en la figura 4;

la figura 6 es una vista en seccién transversal del aparato de deteccién de infrarrojos mostrado en la figura 1A;

la figura 7 es una vista en perspectiva que muestra una etapa (c) del método segun el primer disefio;

la figura 8 es una primera vista en perspectiva que muestra el funcionamiento del aparato de deteccién de infrarrojos
en la etapa (c);

la figura 9 es una segunda vista en perspectiva que muestra el funcionamiento del aparato de deteccion de infrarrojos
en la etapa (c);

la figura 10 es una vista en perspectiva que muestra un elemento de colocacion del aparato de deteccién de infrarrojos
segun un segundo disefo no cubierto por las reivindicaciones independientes.

La figura 11 es una vista en perspectiva que muestra el aparato de deteccién de infrarrojos segin un disefio no cubierto
por las reivindicaciones independientes.

La figura 12 es una vista en perspectiva que muestra un elemento de colocacion y un elemento de enfoque del aparato
de deteccion de infrarrojos mostrado en la figura 11;

la figura 13 es una vista en perspectiva que muestra un elemento de colocacién y un elemento de enfoque del aparato
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de deteccion de infrarrojos segun un cuarto disefo no cubierto por las reivindicaciones independientes. y

la figura 14 es una vista desde arriba que muestra un elemento de colocacion del aparato de deteccion de infrarrojos
segun una realizacién de la presente divulgacion.

Descripcion detallada de las realizaciones preferidas
[Primer diseno]

Remitase a las figuras 1 a 9, que muestran un primer disefio de la presente divulgaciéon. A continuacién se hace
referencia a las descripciones detalladas y dibujos adjuntos en relacién con la presente invencion. Sin embargo, los
dibujos adjuntos se muestran simplemente con fines a modo de ejemplo, en lugar de usarse para limitar el alcance de
la presente invencion.

El presente disefio proporciona un aparato 100 (es decir, un aparato 100 de deteccion de infrarrojos) y un método para
detectar un angulo acimutal de una fuente de calor, y el método en el presente disefio se implementa usando el aparato
100 de deteccion de infrarrojos. El aparato 100 de deteccion de infrarrojos incluye una envuelta 3, un dispositivo 1 de
control dispuesto en la envuelta 3 y un dispositivo 2 de deteccién dispuesto en la envuelta 3 y conectado eléctricamente
al dispositivo 1 de control. La siguiente descripcién da a conocer cada componente del aparato 100 de deteccion de
infrarrojos, y luego da a conocer el método.

Remitase a las figuras 2 y 3, y con referencia ocasionalmente a la figura 6. El dispositivo 1 de control incluye una placa
11 de circuito, un microcontrolador 12 instalado en la placa 11 de circuito y un médulo 13 de accionamiento instalado
en la placa 11 de circuito y conectado eléctricamente al microcontrolador 12. El microcontrolador 12 se proporciona
para controlar el funcionamiento de cada componente del aparato 100 de deteccién de infrarrojos. El médulo 13 de
accionamiento en el presente disefo incluye un motor 131 de accionamiento y un engranaje 132 de accionamiento
conectado al motor 131 de accionamiento.

El dispositivo 2 de deteccion incluye un sensor 21 de infrarrojos fijado en la placa 11 de circuito, un cojinete 22 envuelto
en el sensor 21 de infrarrojos, un plato 23 rotatorio instalado en el cojinete 22, un elemento 24 de colocacién dispuesto
en el plato 23 rotatorio y un elemento 25 de alineacion conectado eléctricamente al dispositivo 1 de control.

El sensor 21 de infrarrojos tiene una superficie 211 de deteccion dispuesta alejada de la placa 11 de circuito, y el
sensor 21 de infrarrojos esta conectado eléctricamente al microcontrolador 12 del dispositivo 1 de control. Por lo tanto,
una sefal recibida por la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos puede transmitirse al microcontrolador
12 por el sensor 21 de infrarrojos, de modo que el microcontrolador 12 puede emitir una orden segun la sefial. Ademas,
una linea central del sensor 21 de infrarrojos en el presente disefio se define como un eje C, y el nimero del sensor
21 de infrarrojos del aparato 100 de deteccién de infrarrojos en el presente disefio es solo uno. Es decir, el aparato de
deteccion de infrarrojos que tiene al menos dos sensores de infrarrojos no es el disefio preferido de la presente
divulgacion. Ademas, el sensor 21 de infrarrojos puede ser un sensor de infrarrojos piroeléctrico o un sensor térmico
de obtencidn de imagenes, y la precision del sensor 21 de infrarrojos se puede elegir segun la demanda del disefiador.

El plato 23 rotatorio incluye una primera parte 231 de anillo, una segunda parte 232 de anillo conectada a la primera
parte 231 de anillo, y un engranaje 233 de transmision conectado a la segunda parte 232 de anillo. El diametro méaximo
de la primera parte 231 de anillo es aproximadamente idéntico al diametro maximo de la segunda parte 232 de anillo,
y el diametro méaximo del engranaje 233 de transmision es menor que el diametro maximo de la segunda parte 232 de
anillo. El cojinete 22 se inserta en el engranaje 233 de transmisién y los centros del engranaje 233 de transmision y la
segunda parte 232 de anillo estan situados en el eje C. Ademas, el engranaje 233 de transmisién esta engranado con
el engranaje 132 de accionamiento del médulo 13 de accionamiento, de modo que el médulo 13 de accionamiento
puede accionarse para accionar el plato 23 rotatorio en rotacién a lo largo del eje C.

Como se muestra en las figuras 4 y 5, el elemento 24 de colocacion tiene una cubierta hemisférica y una brida
extendida desde un borde de la cubierta, la brida del elemento 24 de colocacion esta instalada entre la primera parte
231 de anillo y la segunda parte 232 de anillo (es decir, el borde del elemento 24 de colocacion esta fijado en la primera
parte 231 de anillo), y la envuelta del elemento 24 de colocacién esta dispuesta para sobresalir del plato 23 rotatorio.
Por lo tanto, cuando se opera el modulo 13 de accionamiento para accionar el plato 23 rotatorio en rotacién, el plato
23 rotatorio hace que el elemento 24 de colocacion rote a lo largo del eje C. Especificamente, una superficie externa
del elemento 24 de colocacién es una superficie lisa, y un lado interno del elemento 24 de colocacién tiene una parte
241 de colocacién objetivo y una pluralidad de partes 242 de condensacion. La construcciéon de la parte 241 de
colocacion objetivo es diferente de la construccion de cada una de las partes 242 de condensacion. Cada una de las
partes 242 de condensacién es semitransparente o no transparente, y cada una de las partes 242 de condensacioén
en el presente disefio es una sola lente convexa. La parte 241 de colocacion objetivo en el presente disefio consiste
en una pluralidad de lentes semiconvexas y una construccién de protecciéon contra la luz conectada a las lentes
semiconvexas. La envuelta hemisférica del elemento 24 de colocacion se proporciona para detectar al menos la mitad
de un espacio de alojamiento. En otras palabras, cuando el aparato 100 de deteccién de infrarrojos esta dispuesto en
una pared en un espacio cubico, el aparato 100 de deteccién de infrarrojos puede usarse para detectar todo el espacio
cubico.
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Ademas, las partes 242 de condensacion y la parte 241 de colocacién objetivo estan provistas de un punto focal, y el
punto focal esté ubicado en el eje C y esta ubicado en la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos. Por
lo tanto, debido a que la construccion de la parte 241 de colocacién objetivo es diferente de la construcciéon de cada
una de las partes 242 de condensacion, una primera intensidad de sefial definida por una sefal de infrarrojos
transmitida a la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacion objetivo
sera menor que una segunda intensidad de la sefial definida por una sefial de infrarrojos transmitida a la superficie
211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos a través de cualquiera de las partes 242 de condensacion. En otras
palabras, una senal de infrarrojos transmitida a la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos tiene dos
tipos de intensidades de sefal al pasar respectivamente a través de la parte 241 de colocacién objetivo y cualquiera
de las partes 242 de condensacion.

Especificamente, debido a que cada parte 242 de condensacién en el presente disefio es una Unica lente convexa, y
la parte 241 de colocacién objetivo en el presente disefio consiste en lentes semiconvexas y la construccion de
proteccion contra la luz, una sefal de infrarrojos estara protegida por la construccién de proteccion contra la luz cuando
la sefal de infrarrojos pasa a través de la parte 241 de colocacién objetivo, de modo que la primera intensidad de
sefal es aproximadamente la mitad de la segunda intensidad de sefal.

En resumen, el elemento 24 de colocacion esta provisto de la envuelta hemisférica para disponer la superficie 211 de
deteccion del sensor 21 de infrarrojos en el punto focal del elemento 24 de colocacién, de modo que una sefal de
infrarrojos externa que existe fuera del aparato 100 de deteccién de infrarrojos puede enfocarse en la superficie 211
de deteccién del sensor 21 de infrarrojos pasando a través del elemento 24 de colocacion hemisférico, aumentando
asi la zona de recepcion de sefial del elemento 24 de colocacién. Es decir, si alguna sefal de infrarrojos externa pasa
a través del elemento 24 de colocacion, el elemento 24 de colocacion guiara la sefial de infrarrojos externa para
enfocarse en la superficie 211 de deteccién del sensor 21 de infrarrojos. Por lo tanto, el sensor 21 de infrarrojos puede
dotarse de una zona de recepcion mas amplia que actla conjuntamente con el elemento 24 de colocacion hemisférico.

Ademas, el elemento 24 de colocacion en el presente disefio se proporciona para guiar la sefial de infrarrojos externa
para enfocarse en la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos formando lentes convexas y lentes
semiconvexas, pero la construccién del elemento 24 de colocacion no se limita a lo anterior. Por ejemplo, el elemento
24 de colocacion puede estar provisto de una lente reflectora (no mostrada) o una lente de Fresnel (no mostrada) para
guiar la senal de infrarrojos externa para enfocarse en la superficie 211 de deteccién del sensor 21 de infrarrojos.

Como se muestra en la figura 6, el elemento 25 de alineacion esta configurado para calcular un periodo unitario (Tc),
y el periodo unitario se define rotando la parte 241 de colocacion objetivo del elemento 24 de colocacion a través de
un circulo. En otras palabras, el elemento 25 de alineacion se usa para definir una referencia de tiempo de inicio
cuando el elemento 24 de colocacion comienza a rotar. El elemento 25 de alineacion en el presente disefo incluye un
receptor 251 optico instalado en la placa 11 de circuito y conectado eléctricamente al microcontrolador 12. Un elemento
27 de referencia esta dispuesto en la segunda parte 232 de anillo del plato 23 rotatorio, y la posicién del elemento 27
de referencia corresponde a la posicién de la parte 241 de colocacion objetivo. El elemento 27 de referencia en el
presente disefio es una lamina 271 reflectante, y el receptor 251 6ptico puede funcionar para recibir una sefial éptica
reflejada desde la ldamina 271 reflectante cuando la Iamina 271 reflectante esta orientada hacia el receptor 251 6ptico.
Por lo tanto, después de que la lamina 271 reflectante (o la parte 241 de colocacion objetivo) se alinea con el receptor
251 optico, cuando el plato 23 rotatorio rota a través de un circulo para hacer que el receptor 251 6ptico obtenga una
sefal optica reflejada desde la lamina 271 reflectante, el microcontrolador 12 puede obtener el periodo unitario (Tc)
obteniendo una senal transmitida desde el receptor 251 6ptico. Ademas, la lamina 271 reflectante esta configurada
para ser una referencia cuando el elemento 24 de colocacién comienza a rotar. En otras palabras, cuando el elemento
24 de colocacion rota a través de un circulo, la lamina 271 reflectante presenta una posicion de aproximadamente 0°
y una posicion de aproximadamente 360°, que se solapan. Por lo tanto, el elemento 27 de referencia puede estar
provisto ademas de una pluralidad de laminas 271 reflectantes para presentar respectivamente una posicién de
aproximadamente 90¢, una posicion de aproximadamente 1802y una posicién de aproximadamente 2709, aumentando
asi la precision del aparato 100 de deteccion de infrarrojos.

Ademas, en el presente disefno, el elemento 27 de referencia es la lamina 271 reflectante, por ejemplo, y el receptor
251 optico del elemento 25 de alineacion actda conjuntamente con la lamina 271 reflectante para proporcionar una
referencia de tiempo de inicio cuando el elemento 24 de colocacién comienza a rotar, pero el elemento 25 de alineacion
no esta limitado al receptor 251 6ptico. Por ejemplo, en un disefio no mostrado, el elemento 25 de alineacién puede
ser un conmutador de avance lento para actuar conjuntamente con una protuberancia, que esta dispuesta en la
segunda parte 232 de anillo (por ejemplo, la protuberancia se considera el elemento 27 de referencia), proporcionando
asi una referencia de tiempo de inicio cuando el elemento 24 de colocacion comienza a rotar; o, el elemento 25 de
alineacion puede ser un aislador 6ptico para actuar conjuntamente con una estructura de proteccion, que esta
dispuesta en la segunda parte 232 de anillo (por ejemplo, la estructura de proteccién se considera como el elemento
27 de referencia), proporcionando asi una referencia de tiempo de inicio cuando el elemento 24 de colocacion
comienza a rotar.

El aparato 100 de deteccion de infrarrojos se ha descrito en la descripcion anterior, y la siguiente descripcién da a
conocer el método de la presente divulgacion para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor (como se
muestra en la figura 1C y las figuras 7 a 9).
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El aparato 100 de deteccion de infrarrojos se proporciona para el método, y la construccion del aparato 100 de
deteccion de infrarrojos no se describe de nuevo. Cuando algin componente del aparato 100 de deteccién de
infrarrojos se da a conocer en la siguiente descripcién, remitase a la descripcion anterior y las figuras correspondientes.

Etapa (a): se opera el microcontrolador 12 del dispositivo 1 de control para ordenar al médulo 13 de accionamiento
que rote el plato 23 rotatorio y el elemento 24 de colocacién (por ejemplo, la parte 241 de colocacion objetivo) dispuesto
en el plato 23 rotatorio, y el dispositivo 1 de control se opera para detectar un periodo de unidad (Tc), que se define
rotando la parte 241 de colocacion objetivo a través de un circulo, usando el elemento 25 de alineacion, y el dispositivo
1 de control se opera para registrar una situacion sobre una fuente de calor transitorio en una zona de exploracion S
del aparato 100 de deteccién de infrarrojos. El dispositivo 1 de control se opera para comparar la situacién y una
temperatura ambiente definida por un parametro predeterminado, si no existe una fuente 200 de calor externa en la
zona de exploracion S, el aparato 100 de deteccién de infrarrojos se opera para actualizar la situacion, lo que sera
una referencia para compararla con una proxima situacion, y luego el aparato 100 de deteccion de infrarrojos esta en
estado de espera; o si existe al menos una fuente 200 de calor externa en la zona de exploracién S, se implementa la
etapa (c). Especificamente, cuando el aparato 100 de deteccion de infrarrojos esta en el estado de espera, el
dispositivo 1 de control se opera para ordenar al plato 23 rotatorio y al elemento 24 de colocacién (por ejemplo, la
parte 241 de colocacion objetivo) dispuesto en el plato 23 rotatorio que se detengan y se alineen con el elemento 25
de alineacion.

Ademas, cuando el aparato 100 de deteccion de infrarrojos esta dispuesto en un entorno con al menos una puerta
300 de enlace (como se muestra en la figura 1B), la puerta 300 de enlace se considera como una zona generadora
de una fuente 200 de calor externa. En consecuencia, cuando el aparato 100 de deteccion de infrarrojos esta en estado
de espera, la zona de exploracién S del aparato 100 de deteccion de infrarrojos cubre preferiblemente la puerta 300
de enlace, y la construccion de proteccion contra la luz de la parte 241 de colocacién objetivo no esta orientada hacia
la puerta 300 de enlace, evitando asi que la construcciéon de protecciéon contra la luz proteja frente a una sefal de
infrarrojos, que se emite desde una fuente de calor externa que aparece en la puerta 300 de enlace. Por lo tanto, la
disposicion anterior del aparato 100 de deteccion de infrarrojos puede aumentar la velocidad de reaccién de deteccion
de una fuente 200 de calor externa.

Se puede disponer una indicaciéon 31 de direccion en una parte de la envuelta 3, y la posicién de la indicacién 31 de
direccion corresponde a la posicién de la construccion de proteccién contra la luz de la parte 241 de colocacién
objetivo. Por lo tanto, si se usa el aparato 100 de deteccion de infrarrojos, un usuario puede disponer facilmente el
aparato 100 de deteccion de infrarrojos en una posicion adecuada para la deteccién, es decir, una zona de exploracién
deseada del usuario puede coincidir facilmente con la zona de exploracién S del aparato 100 de deteccién de
infrarrojos. Ademas, la disposicion, en la que la construccién de proteccién contra la luz de la parte 241 de colocacion
objetivo no esta orientada hacia la puerta 300 de enlace, se puede lograr usando la indicacion 31 de direccién.

Etapa (b): el aparato 100 de deteccion de infrarrojos que esta en el estado de espera es operado ininterrumpidamente
para detectar una fuente de calor externa, y el elemento 24 de colocacién no rota. Debe observarse que la zona de
exploracion S del aparato 100 de deteccion de infrarrojos como se muestra en las figuras es un ejemplo, pero la zona
de exploracién S del aparato 100 de deteccion de infrarrojos en la presente descripcion no se limita a lo anterior.

Etapa (c): cuando una fuente 200 de calor externa (es decir, una persona) que entra en la zona de exploracion S
(como se muestra en la figura 7) es detectada por el aparato 100 de deteccién de infrarrojos, el aparato 100 de
deteccion de infrarrojos es operado para evaluar una posicion de la fuente 200 de calor externa, y el dispositivo 1 de
control se opera para emitir selectivamente una senal eléctrica para controlar un dispositivo externo (por ejemplo, un
dispositivo de alarma o un dispositivo de disipacién de calor). En el uso practico, cuando una fuente 200 de calor
externa (es decir, una persona) que entra en la zona de exploracion S es detectada por el aparato 100 de deteccién
de infrarrojos, el aparato 100 de deteccién de infrarrojos es operado para detectar una temperatura del entorno
circundante, y el aparato 100 de deteccién de infrarrojos se opera para ordenar que el dispositivo de disipaciéon de
calor (no mostrado) esté en estado de espera si la temperatura del entorno circundante es superior a 30° C.

En el presente disefio, una fuente 200 de calor externa que entra en la zona de exploracién S se evalla segun la
intensidad de la sefal recibida por el sensor 21 de infrarrojos. Especificamente, si una distribuciéon de la intensidad de
la senal recibida por el sensor 21 de infrarrojos es diferente de la actualizada en la situacion dada a conocer en la
etapa (a), el microcontrolador 12 evalia que una fuente 200 de calor externa ha entrado en la zona de exploracién S
del aparato 100 de deteccion de infrarrojos.

Ademas, la evaluacién del aparato 100 de deteccion de infrarrojos correspondiente a la posicion de la fuente 200 de
calor externa comprende: el microcontrolador 12 del dispositivo 1 de control se hace funcionar para ordenar al médulo
13 de accionamiento que rote el plato 23 rotatorio y el elemento 24 de colocacién (por ejemplo, la parte 241 de
colocacion objetivo) dispuesta en el plato 23 rotatorio (como se muestra en las figuras 8 y 9). Durante la rotacion de la
parte 241 de colocacién objetivo, la velocidad de rotacion de la parte 241 de colocacion objetivo se controla para que
sea mas pequena que una frecuencia de recepcion de senal del sensor 21 de infrarrojos, evitando asi un problema de
desplazamiento de posicion o un problema de sefal débil que le ocurra al sensor 21 de infrarrojos. En el presente
disenfo, el dispositivo 1 de control se opera para controlar la parte 241 de colocacién objetivo para rotar a través de un
circulo en veinte segundos, pero no se limita a lo anterior. Ademas, cuando el dispositivo 1 de control se hace funcionar
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para hacer rotar el elemento 24 de colocacion, el sensor 21 de infrarrojos recibe una pluralidad de sefales de infrarrojos
emitidas desde la fuente 200 de calor externa con dos tipos de intensidades de sefal. Especificamente, una de las
intensidades de sefal definidas por una sefial de infrarrojos transmitida sobre la superficie 211 de deteccion del sensor
21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacién objetivo es menor que la otra intensidad de sefial definida por
una sefal de infrarrojos transmitida sobre la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos a través de
cualquiera de las partes 242 de condensacién.

La evaluacion del aparato 100 de deteccion de infrarrojos correspondiente a la posicion de la fuente 200 de calor
externa se describe adicionalmente de la siguiente manera. Un plano (por ejemplo, el suelo) perpendicular al eje C se
define como un plano acimutal P, y el eje C es un eje central del plano acimutal P. En el plano acimutal P, el elemento
25 de alineacion sobresale ortogonalmente sobre el plano azimutal P para definir una posicion azimutal inicial, y el eje
C y la posicién azimutal inicial definen conjuntamente una primera linea conectada entre ellos. La primera linea se
define como 0° del plano azimutal P.

Una sefal de infrarrojos emitida desde la fuente 200 de calor externa se transmite sobre la superficie 211 de deteccion
del sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocaciéon objetivo en un momento particular, el tiempo
particular se asigna al periodo unitario (Tc) para definir un punto de tiempo (Ts) de la fuente 200 de calor externa. Es
decir, antes del punto de tiempo (Ts), cualquier sefial de infrarrojos, que se emite desde la fuente 200 de calor externa,
transmitida a la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos no pasa a través de la parte 241 de colocacién
objetivo.

La parte 241 de colocacion objetivo sobresale ortogonalmente sobre el plano acimutal P en el punto de tiempo para
definir una posicion de fuente de calor. En el plano acimutal P, el eje C y la posicién de la fuente de calor definen
conjuntamente una segunda linea conectada entre ellos, y un angulo entre la primera linea y la segunda linea se
define como un angulo acimutal (6x) de la fuente 200 de calor externa. El angulo azimutal se obtiene utilizando el
microcontrolador 12 del dispositivo 1 de control para calcular una ecuacién: 6x = (Ts/Tc) x 360°. Ademas, cuando se
obtiene el angulo azimutal, el dispositivo 1 de control se opera para emitir selectivamente una sefial eléctrica para
controlar un dispositivo externo. En el uso practico, si la fuente 200 de calor externa (es decir, una persona) se
encuentra en una posicion durante mas de un tiempo predeterminado, el aparato 100 de deteccion de infrarrojos se
acciona para iniciar un dispositivo de disipacion de calor correspondiente a la posicién de la fuente 200 de calor
externa.

Etapa (d): cuando el aparato 100 de deteccidn de infrarrojos detecta el hecho de que la fuente 200 de calor externa
ha quedado fuera de la zona de exploracion S, el aparato 100 de deteccion de infrarrojos se opera para actualizar la
situacion sobre la fuente de calor transitorio, y luego el aparato 100 de deteccién de infrarrojos esta en estado de
espera. Especificamente, cuando el aparato 100 de deteccion de infrarrojos esta en el estado de espera, el dispositivo
1 de control se opera para ordenar al plato 23 rotatorio y al elemento 24 de colocacion (por ejemplo, la parte 241 de
colocacion objetivo) dispuesto en el plato 23 rotatorio que se detengan y se alineen con el elemento 25 de alineacién.
Ademas, cuando el aparato 100 de deteccién de infrarrojos detecta el hecho de que la fuente 200 de calor externa ha
quedado fuera de la zona de exploracion S, el dispositivo 1 de control funciona para emitir selectivamente una senal
eléctrica para controlar un dispositivo externo. En el uso practico, si la fuente 200 de calor externa (por ejemplo, una
persona) abandona la zona de exploracion S del aparato 100 de deteccion de infrarrojos, el aparato 100 de deteccion
de infrarrojos se hace funcionar para detener un dispositivo de disipacién de calor dispuesto en la zona de exploracion S.

En el presente disefio, una fuente 200 de calor externa que abandona la zona de exploraciéon S se evallia segun la
intensidad de la sefal recibida por el sensor 21 de infrarrojos. Especificamente, si una distribucién de la intensidad de
la sefial recibida por el sensor 21 de infrarrojos es idéntica a la situacion actualizada descrita en la etapa (a), el
microcontrolador 12 evalda que una fuente 200 de calor externa ha salido de la zona de exploracion S del aparato 100
de deteccion de infrarrojos.

En resumen, el aparato 100 de deteccién de infrarrojos y el método del presente disefio se proporcionan para obtener
rapidamente el angulo acimutal de la fuente 200 de calor externa en un punto de tiempo usando el sensor 21 de
infrarrojos para recibir las sefales de infrarrojos, que se emiten desde la fuente 200 de calor externa con dos tipos de
intensidades de sefial, y usando la actuacion conjunta del elemento 25 de alineacion y la parte 241 de colocacion
objetivo.

Ademas, la situacion actualizada dada a conocer en la etapa (a), que se obtiene utilizando el Unico sensor 21 de
infrarrojos Unico, se proporciona como referencia para evaluar que una fuente 200 de calor externa entra o sale de la
zona de exploracion S del aparato 100 de deteccién de infrarrojos, de modo que, si existe una fuente 200 de calor
externa en la zona de exploracién S, el aparato 100 de deteccién de infrarrojos lo puede saber rapidamente. Por
consiguiente, el aparato 100 de deteccidn de infrarrojos y el método del presente disefio pueden usarse para detectar
un angulo acimutal de una fuente de calor estatica o una fuente de calor movil.

En las etapas de deteccion (a) ~ (d), la parte 241 de colocacién objetivo permanece rotando después de ser accionada
hasta que el aparato 100 de deteccion de infrarrojos esta cerrado. Es decir, cuando el aparato 100 de deteccion de
infrarrojos esta en estado de espera, el dispositivo 1 de control se opera para seguir ordenando que el plato 23 rotatorio
y el elemento 24 de colocacion (por ejemplo, la parte 241 de colocacién objetivo) dispuesto en el plato 23 rotatorio
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roten, aumentando asi la velocidad de reaccién de deteccion de una fuente 200 de calor externa y actualizando la
situacion sobre la fuente de calor transitoria lo antes posible.

Cabe sefialar que cada etapa en el presente disefio no define una unidad especifica del periodo unitario (Tc), es decir,
la unidad del periodo unitario (Tc) se puede ajustar seglin la demanda del disefiador. La siguiente descripcion da a
conocer dos ejemplos. Primer ejemplo: en la etapa (a), la parte 241 de colocacién objetivo necesita M segundos para
rotar a través de un circulo, y M segundos se define como el periodo unitario (Tc); en la etapa (c), el punto de tiempo
de la fuente de calor externa es un segundo N de los M segundos, y la ecuacién se convierte en: 6x = (N/M) x 360°.
Segundo ejemplo: en la etapa de deteccion (a), el sensor 21 de infrarrojos se opera para recibir una pluralidad de
relojes cuando la parte 241 de colocacién objetivo se rota a través de un circulo, cada reloj se define mediante una
sefal externa que se transmite al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacién objetivo, y el nimero
de relojes es R y se define como el periodo unitario (Tc); en la etapa (c), el punto de tiempo de la fuente de calor
externa es un reloj Q" de los relojes, y la ecuacion se convierte en: 8x = (Q/R) x 360°.

Ademas, la construccién del aparato 100 de deteccion de infrarrojos se describe para comprender claramente el
método del presente disefio, pero el método del presente disefio no se limita a la construccién del aparato 100 de
deteccion de infrarrojos.

[Segundo diseino]

Remitase a la figura 10, que muestra un segundo disefno de la presente divulgacion. El segundo disefio es similar al
primer disefio, por lo que no se dan a conocer las mismas caracteristicas nuevamente. Las principales caracteristicas
diferentes de los dos disefios se describen a continuacion.

El lado interno del elemento 24 de colocacion tiene una parte 241 de colocacion objetivo y una parte 243 circundante
dispuesta alrededor de la parte 241 de colocacion objetivo. La construccion de la parte 241 de colocacion objetivo es
diferente de la construccién de la parte 243 circundante para causar una intensidad de sefial definida por una sefal
de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacion objetivo para que sea mayor
que una intensidad de sefial definida por una sefial de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la
parte 243 circundante.

Especificamente, la parte 241 de colocacion objetivo puede ser semitransparente o no transparente, y la parte 241 de
colocacion objetivo en el presente disefio consiste en una pluralidad de lentes semiconvexas y una construccion de
proteccion contra la luz conectada a las lentes semiconvexas. La parte 243 circundante en el presente disefio consiste
en un segmento 2431 de condensacién en forma de C dispuesto en el extremo mas externo del elemento 24 de
colocacion y un segmento 2432 de proteccion dispuesto dentro del segmento 2431 de condensacién. El segmento
2431 de condensacion consiste en una pluralidad de lentes convexas dispuestas en secuencia, y dos extremos del
segmento 2431 de condensacién estan conectados a una parte mas externa de la parte 241 de colocacion objetivo,
de modo que el segmento 2431 de condensacién esta configurado para detectar si una fuente 200 de calor externa
entra o no en la zona de exploracion S. Ademas, la parte 241 de colocacién objetivo esta provista de un punto focal
ubicado en la superficie 211 de deteccion del sensor 21 de infrarrojos.

En la etapa (c), cuando el dispositivo 1 de control se opera para accionar el elemento 24 de colocacion en rotacion, el
sensor 21 de infrarrojos recibe una pluralidad de sefales de infrarrojos emitidas desde la fuente 200 de calor externa
con al menos dos tipos de intensidades de sefal. Especificamente, una de las intensidades de sefal definidas por una
sefal de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacion objetivo es diferente
de la otra intensidad de sefial definida por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de
la parte 243 circundante. Especificamente, en el presente disefio, una senal de infrarrojos emitida desde una fuente
200 de calor externa puede transmitirse al sensor 21 de infrarrojos solo pasando a través de la parte 241 de colocacion
objetivo y el segmento 2431 de condensacion, es decir, una sefal de infrarrojos emitida desde una fuente 200 de calor
externa no puede transmitirse al sensor 21 de infrarrojos pasando a través del segmento 2432 de proteccion. En el
uso practico, el aparato 100 de deteccion de infrarrojos en el presente disefio toma el elemento 24 de colocacion para
detectar un acimutal de una fuente de calor, y el aparato 100 de deteccién de infrarrojos se opera para registrar datos
de sefal completos cuando el dispositivo 1 de control se opera para accionar el elemento 24 de colocacion en rotacién
a través de un circulo, una amplitud mas grande de los datos de sefial completos en el periodo unitario (Tc) se define
como un punto de tiempo (Ts) para calcular el angulo azimutal.

[Tercer disefio]

Remitase a las figuras 11 y 12, que muestran un tercer disefio de la presente divulgacion. El tercer disefio es similar
al segundo disenio, por lo que las mismas caracteristicas no se dan a conocer nuevamente. La principal caracteristica
diferente de los dos disefios es el elemento 24 de colocacién del dispositivo 2 de deteccion y el aparato 100 de
deteccion de infrarrojos del presente disefio incluye ademas un elemento 26 de enfoque correspondiente al elemento
24 de colocacién, y la caracteristica diferente se describe de la siguiente manera.

El elemento 26 de enfoque esta instalado en la envuelta 3 para cubrir el elemento 24 de colocacién. El elemento 26
de enfoque tiene una pluralidad de partes 261 de condensacion, y el elemento 24 de colocacién tiene una parte 241
de colocacién objetivo y una parte 243 circundante dispuestas alrededor de la parte 241 de colocacién objetivo. Cada
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una de las partes 261 de condensacion en el presente disefio es una Unica lente convexa. La construccién de la parte
241 de colocacioén objetivo es diferente de la construccion de la parte 243 circundante para causar una intensidad de
senal definida por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacién
objetivo y una de las partes 261 de condensacion es mas pequeia que una intensidad de sefal definida por una sefal
de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 243 circundante y una de las partes 261 de
condensacion.

Especificamente, la parte 241 de colocacion objetivo puede ser semitransparente o no transparente, y la parte 241 de
colocacion objetivo en el presente disefio es una construccion semitransparente (por ejemplo, lente semiconvexa) para
proteger parte de la parte 261 de condensacion. La parte 243 circundante en el presente disefio es una construccién
transparente. Ademas, las partes 261 de condensacion estan provistas de un punto focal, y el punto focal esta ubicado
en el sensor 21 de infrarrojos.

En la etapa (c), cuando el dispositivo 1 de control se opera para accionar el elemento 24 de colocacion en rotacion, el
sensor 21 de infrarrojos recibe una pluralidad de sefales de infrarrojos emitidas desde la fuente 200 de calor externa
con dos tipos de intensidades de sefal. Especificamente, una de las intensidades de sefal definidas por una sefal de
infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte 241 de colocacién objetivo y una de las partes
261 de condensacién es mas pequefia que la otra intensidad de sefal definida por una sefal de infrarrojos transmitida
al sensor 21 de infrarrojos a través la parte 243 circundante y una de las partes 261 de condensacion. Especificamente,
en el presente disefno, después de que una sefal de infrarrojos emitida desde una fuente 200 de calor externa pase a
través de una de las partes 261 de condensacion del elemento 26 de enfoque, la mitad de la sefal de infrarrojos estara
protegida por la parte 241 de colocacion objetivo si la sefial de infrarrojos se transmite hacia la parte 241 de colocacién
objetivo, y la sefal de infrarrojos pasara directamente a través de la parte 243 circundante si la sefial de infrarrojos se
transmite hacia la parte 243 circundante, causando asi dos tipos de Intensidad de sefal.

En consecuencia, la ventaja del aparato 100 de deteccion de infrarrojos del presente disefio es que esta provisto del
elemento 26 de enfoque no rotado, de modo que el sensor 21 de infrarrojos puede operarse para recibir una sefal de
infrarrojos en una condicion mas estable.

[Cuarto diseio]

Remitase a la figura 13, que muestra un cuarto disefio de la presente divulgacién. El cuarto disefio es similar al tercer
diseno, por lo que no se dan a conocer las mismas caracteristicas nuevamente. La principal caracteristica diferente
de los dos disefios es que la parte 241 de colocacién objetivo en el presente disefio es una construccién hueca o
transparente y la parte 243 circundante en el presente disefio es una construccién semitransparente, y la caracteristica
diferente se da a conocer a continuacién.

Una sefal de infrarrojos puede transmitirse por completo al sensor 21 de infrarrojos a través de cualquiera de las
partes 261 de condensacion y la parte 241 de colocacion objetivo usando una parte 241 de colocacion objetivo hueca
o transparente. Ademas, la parte 243 circundante esta provista de una construccion semitransparente para hacer que
una intensidad de sefal definida por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte
241 de colocacién objetivo y una de las partes 261 de condensacion sea mayor que una intensidad de sefial definida
por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través la parte 243 circundante y una de las partes
261 de condensacion.

Por lo tanto, en el uso practico, cuando una fuente 200 de calor externa entra en la zona de exploracién S del aparato
100 de deteccion de infrarrojos del presente disefio, una sefal de infrarrojos recibida por el sensor 21 de infrarrojos
tiene una intensidad de sefal menor si la sefal de infrarrojos pasa a través de la parte 243 circundante, pero el
dispositivo 1 de control se puede operar para reconocer la menor intensidad de sefal para rotar el elemento 24 de
colocacion, y el dispositivo 1 de control se puede operar para rastrear la fuente 200 de calor externa usando la parte
241 de colocacion objetivo.

Ademas, la ventaja del presente disefio incluye: el aparato 100 de deteccién de infrarrojos se puede operar para
evaluar con precisién una pluralidad de angulos acimutales de las fuentes 200 de calor externas o se puede operar
para detectar adicionalmente la intensidad de cada fuente 200 de calor externa. Especificamente, el aparato 100 de
deteccion de infrarrojos se puede operar para evaluar un angulo acimutal de una fuente de calor externa, que esta en
modo estatico o en movimiento, o el aparato 100 de deteccion de infrarrojos se puede operar para evaluar la intensidad
de una fuente 200 de calor externa segun la amplitud de una sefal de infrarrojos emitida desde la fuente 200 de calor
externa.

En los disefios anteriores, la sefal de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos necesita pasar a través del
elemento 24 de colocacion, y el elemento 24 de colocacion esta provisto de la parte 241 de colocacién objetivo para
rastrear y colocar una fuente 200 de calor externa. Ademas, el elemento 24 de colocacién también esta provisto de la
parte 243 circundante en los disefios tercero y cuarto, el segmento 2431 de condensacion en el segundo disefo, o la
parte 242 de condensacién en el primer disefio para transmitir una sefial de infrarrojos, que se emite desde una fuente
200 de calor externa que existe en la zona de exploracion S, en el sensor 21 de infrarrojos y luego para comenzar a
evaluar el aparato 100 de deteccion de infrarrojos de la etapa (c). En el uso préactico, el aparato 100 de deteccion de



10

15

20

25

30

35

40

45

50

ES 2790 587 T3

infrarrojos puede estar provisto de un elemento 32 de deteccion conectado eléctricamente al dispositivo 1 de control.
El elemento 32 de deteccién esta configurado para lograr una condicion de deteccion especifica (por ejemplo, angulo
de deteccidn) para evitar que ocurra un error de evaluacion, detectando asi con precision si una fuente 200 de calor
externa entra en la zona de exploracion S o no. Un medio de deteccion del elemento 32 de deteccién puede ser luz
infrarroja, ultrasonido o luz visible, pero no se limita a lo anterior.

[Realizacion]

Remitase a la figura 14, que muestra una realizacion de la presente divulgacion. La realizacion es similar al tercer
disefo, por o que no se dan a conocer las mismas caracteristicas nuevamente. La caracteristica diferente principal
de las dos realizaciones es el elemento 24 de colocacion, y la caracteristica diferente se describe de la siguiente
manera.

El elemento 24 de colocacion en la presente realizacion tiene una parte 241 de colocacién objetivo y una pluralidad
de partes 242 de condensacion dispuestas alrededor de la parte 241 de colocacion objetivo. La parte 241 de colocacién
objetivo consiste en una pluralidad de lentes convexas dispuestas una al lado de la otra, y cada parte 242 de
condensacion es una lente convexa. Ademas, el tamafno de cada parte 242 de condensacion es mas pequefio que el
tamano de cada lente convexa de la parte 241 de colocacién objetivo, las partes 242 de condensacion se ensamblan
para ser una pluralidad de construcciones apiladas en forma de C, y los extremos de las construcciones en forma de
C estan conectados a dos bordes opuestos de la parte 241 de colocacion objetivo. El nimero de lentes convexas de
cada construccion en forma de C es mayor que el nimero de lentes convexas de la parte 241 de colocacion objetivo.

Por consiguiente, el elemento 24 de colocaciéon en la presente realizacién se proporciona para hacer que una
intensidad de sefal definida por una sefial de infrarrojos transmitida al sensor 21 de infrarrojos a través de la parte
241 de colocacion objetivo sea mayor que una intensidad de sefal definida por una sefial de infrarrojos transmitida al
sensor 21 de infrarrojos a través de cualquiera de las partes 242 de condensacion.

[El posible efecto de la presente divulgacion]

En resumen, el aparato de deteccion de infrarrojos y el método de la presente divulgacion se proporcionan para obtener
rapidamente un angulo acimutal de una fuente de calor externa en un punto de tiempo usando el sensor de infrarrojos
para recibir las sefiales de infrarrojos, que se emiten desde la fuente de calor externa con dos tipos de intensidades
de senal, y utilizando la actuacién conjunta del elemento de alineacion y la parte de colocacién objetivo.

Ademas, la situacion actualizada descrita en la etapa (a), que se obtiene mediante un Unico sensor de infrarrojos, se
proporciona como referencia para evaluar que una fuente de calor externa entra o sale de la zona de exploracion del
aparato de deteccion de infrarrojos, por lo tanto, si existe una fuente de calor externa en la zona de exploracion, el
aparato de deteccion de infrarrojos lo puede saber rapidamente. En consecuencia, el aparato de deteccion de
infrarrojos y el método de la presente divulgacion se pueden usar para detectar un angulo acimutal de una fuente de
calor estatica o una fuente de calor movil y ademds se puede usar para emitir una sefal para detener un dispositivo
externo, como una lampara, ventilador eléctrico o voz de alarma, y asi sucesivamente.

El elemento de colocacion hemisférico de la presente divulgacién se proporciona para guiar una sefal de infrarrojos
externa para enfocarse en la superficie de deteccion del sensor de infrarrojos si alguna sefal de infrarrojos externa
pasa a través del elemento de colocacion, por lo tanto el sensor de infrarrojos puede tener una zona de recepcién mas
amplia actuando conjuntamente con el elemento de colocacion hemisférico, y el elemento de colocacién hemisférico
se proporciona sin afectar al aspecto del aparato de deteccion de infrarrojos.

Ademas, el aparato de deteccién de infrarrojos y el método de la presente divulgacién se pueden operar sin rotar el
sensor de infrarrojos para disminuir el ruido, que se genera a partir de la transmisién de la sefal. El aparato de
deteccion de infrarrojos puede estar provisto del cojinete dispuesto entre el sensor de infrarrojos y el plato rotatorio
para reducir la friccion del plato rotatorio, reduciendo asi el desperdicio de energia derivado del accionamiento del
aparato de deteccion de infrarrojos, aumentando la estabilidad del sensor de infrarrojos para recibir una sefal de
infrarrojos, y aumentando efectivamente la vida Gtil del aparato de deteccion de infrarrojos.

Las descripciones ilustradas supra exponen simplemente las realizaciones preferidas de la presente invencion; sin
embargo, las caracteristicas de la presente invencién no se limitan de ningin modo a las anteriores. Se considera que
todos los cambios, alteraciones o modificaciones tenidos en consideracion convenientemente por los expertos en la
técnica estan comprendidos dentro del alcance de la presente invencion delineada por las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES
1. Un aparato (100) para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor, que comprende:
un dispositivo (1) de control, que comprende:
una placa (11) de circuito;
un microcontrolador (12) conectado eléctricamente a la placa (11) de circuito; y
un médulo (13) de accionamiento conectado eléctricamente a la placa (11) de circuito,

en el que el médulo (13) de accionamiento esta conectado eléctricamente al microcontrolador (12) a través de la
placa (11) de circuito; y

un dispositivo (2) de deteccidn, que comprende:
un plato (23) rotatorio conectado al médulo (13) de accionamiento;
un elemento (27) de referencia dispuesto en el plato (23) rotatorio;

un elemento (24) de colocacion instalado en el plato (23) rotatorio y que tiene una parte (241) de colocacion
objetivo, en el que el médulo (13) de accionamiento esta configurado para accionar el elemento (24) de colocacién
para rotar a lo largo de un eje (C);

un sensor (21) de infrarrojos conectado eléctricamente a la placa (11) de circuito para recibir una sefial de
infrarrojos transmitida al dispositivo (2) de deteccion a través del elemento (24) de colocacién, en el que una
intensidad de sefal definida por una sefal de infrarrojos transmitida al sensor (21) de infrarrojos a través de la
parte (241) de colocacion objetivo del elemento (24) de colocacion es diferente de una intensidad de sefial definida
por una senal de infrarrojos transmitida al sensor (21) de infrarrojos a través de la otra parte del elemento (24) de
colocacion; y

un elemento (25) de alineacién conectado eléctricamente al dispositivo (1) de control, en el que el elemento (25)
de alineacion y el elemento (27) de referencia definen conjuntamente una referencia de tiempo de inicio cuando la
parte (241) de colocacion objetivo comienza a rotar;

caracterizado porque:

el elemento (24) de colocacion tiene ademas una pluralidad de partes (242) de condensacion dispuestas alrededor
de la parte (241) de colocacién objetivo, la parte (241) de colocacion objetivo tiene una pluralidad de lentes
convexas dispuestas una al lado de otra, y cada parte (242) de condensacion es una lente convexa, el tamano de
cada parte (242) de condensacion es menor que el tamafio de cada lente convexa de la parte (241) de colocacién
objetivo, las partes (242) de condensacion se ensamblan para ser una pluralidad de construcciones apiladas en
forma de C, y los extremos de las construcciones en forma de C estan conectados a dos bordes opuestos de la
parte (241) de colocacion objetivo, y el nimero de lentes convexas de cada construccién en forma de C es mayor
que el numero de lentes convexas de la parte (241) de colocacion objetivo.

2. El aparato segun la reivindicacion 1, que comprende ademas un elemento (32) de deteccion, definiendo el aparato
una zona de exploracion (S), en el que el dispositivo (1) de control esta conectado eléctricamente al elemento (32) de
deteccion para detectar si una fuente (200) de calor externa entra o sale de la zona de exploracion (S).

3. El aparato segun la reivindicacién 1, que comprende ademas una envuelta (3), en la que la envuelta (3) tiene una
indicacion (31) de direccion para disponer una direccién de deteccion del aparato durante una instalacién del aparato.

4. Un método para detectar un angulo azimutal de una fuente de calor, que comprende:

proporcionar un aparato (100) de deteccién de infrarrojos, en el que el aparato (100) de deteccién de infrarrojos
comprende un dispositivo (1) de control y un dispositivo (2) de deteccidn conectado eléctricamente al dispositivo
(1) de control, el dispositivo (2) de deteccién comprende:

una parte (241) de colocacion objetivo que puede rotar a lo largo de un eje (C);
un sensor (21) de infrarrojos; y

un elemento (25) de alineacién conectado eléctricamente al dispositivo (1) de control, en el que el elemento (25)
de alineacion define una referencia de tiempo de inicio cuando la parte (241) de colocacion objetivo comienza a
rotar;

implementar una pluralidad de etapas de deteccion usando el aparato (100) de deteccién de infrarrojos, en el que
el método para detectar un angulo acimutal de una fuente de calor esta caracterizado porque las etapas de
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deteccion comprenden:

a) operar el dispositivo (1) de control para detectar un periodo unitario (Tc) utilizando el elemento (25) de alineacién,
y luego operar el dispositivo (1) de control para ordenar a la parte (241) de colocacién objetivo que se detenga y
se alinee con el elemento (25) de alineacion, en el que el periodo unitario se define rotando la parte (241) de
colocacion objetivo a través de un circulo, y operando el aparato (100) de deteccidn de infrarrojos para registrar
una situacién de una fuente de calor transitoria en una zona de exploracion (S);

b) operar el aparato (100) de deteccion de infrarrojos para explorar una zona de exploracion (S), y el aparato (100)
de deteccion de infrarrojos se opera para actualizar la situacion de la fuente de calor transitoria en la zona de
exploracion (S);

¢) si una distribucion de la intensidad de la sefal recibida por el aparato (100) de deteccién de infrarrojos es
diferente de la situacién de actualizacién de la fuente de calor transitoria, el dispositivo (1) de control evalia que
una fuente (200) de calor externa ha entrado en la zona de exploracion (S);

cuando la fuente (200) de calor externa que entra en la zona de exploracién (S) es detectada por el aparato (100)
de deteccion de infrarrojos, operar el dispositivo (1) de control para accionar la parte (241) de colocacion objetivo
en rotacién, y una evaluacion del aparato (100) de deteccién de infrarrojos correspondiente a la posicion de la
fuente (200) de calor externa comprende:

definir un plano perpendicular al eje (C) como un plano azimutal (P), en donde el eje (C) es un eje central (C) del
plano azimutal (P), en donde en el plano azimutal (P), el elemento (25) de alineacion sobresale ortogonalmente en
el plano azimutal (P) para definir una posicion azimutal inicial, el eje (C) y la posicién azimutal inicial definen de
manera conjunta una primera linea conectada entre ellos, y la primera linea se define como 0° del plano azimutal (P);

definir un punto de tiempo (Ts) de la fuente (200) de calor externa mapeando un tiempo particular con respecto al
periodo unitario, en donde una sefal de infrarrojos emitida desde la fuente (200) de calor externa se transmite al
sensor (21) de infrarrojos a través de la parte (241) de colocacién objetivo en el momento particular;

definir una posicién de fuente de calor proyectando ortogonalmente la parte (241) de colocacion objetivo en el
plano acimutal (P) en el punto de tiempo,

en donde en el plano acimutal (P), el eje (C) y la posicién de la fuente de calor definen conjuntamente una segunda
linea conectada entre ellos; y

definir un angulo entre la primera linea y la segunda linea como un angulo azimutal (6x) de la fuente (200) de calor
externa, en donde el angulo azimutal se obtiene usando el dispositivo (1) de control para calcular una ecuacion: 6x
= ( Ts/Tc) x 360°% en donde Tc es la unidad de tiempo para rotar a través de un circulo, y Ts es el punto de tiempo
de la mayor amplitud de los datos de sefial completos en el periodo unitario Tc;y

d) cuando el aparato (100) de deteccién de infrarrojos detecta el hecho de que la fuente (200) de calor externa ha
quedado fuera de la zona de exploracion (S), operar el dispositivo (1) de control para ordenar selectivamente que
la parte (241) de colocacién objetivo se detenga detener y operar el dispositivo (1) de control para ordenar que la
parte (241) de colocacion objetivo se alinee con el elemento (25) de alineacién.

5. El método segun la reivindicacion 4, en el que en la etapa de deteccion c), cuando la fuente (200) de calor externa
que entra en la zona de exploracién (S) es detectada por el aparato (100) de deteccidn de infrarrojos, el dispositivo (1)
de control es operado para emitir selectivamente una sefal eléctrica para controlar un dispositivo externo.

6. El método segun la reivindicacion 4, en el que en la etapa de deteccién c), cuando se obtiene el angulo azimutal, el
dispositivo (1) de control se opera para emitir selectivamente una sefial eléctrica para controlar un dispositivo externo.

7. El método segun la reivindicacion 4, en el que en la etapa de deteccién d), cuando el aparato (100) de deteccién de
infrarrojos detecta el hecho de que la fuente (200) de calor externa ha quedado fuera de la zona de exploracion (S), el
dispositivo (1) se opera para emitir selectivamente una sefal eléctrica para controlar un dispositivo externo.

8. El método segun la reivindicacién 4, en el que en las etapas de deteccion a) ~ d), la parte (241) de colocacién
objetivo permanece rotando después de ser accionada.

9. El método segun la reivindicacién 4, en el que en la etapa de deteccion a), el sensor (21) de infrarrojos se opera
para recibir una pluralidad de relojes cuando la parte (241) de colocacién objetivo se rota a través de un circulo, cada
reloj esta definido por un la sefial externa que se transmite al sensor (21) de infrarrojos a través de la parte (241) de
colocacion objetivo, el nimero de relojes es R y se define como el periodo unitario; en la etapa de deteccion (c), el
punto de tiempo de la fuente (200) de calor externa es un reloj Q de los relojes, y la ecuacién se convierte en: 6x =
(Q/R) x 360°.
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Operar el dispositivo de control para detectar un

periodo unitario (Tc) usando el elemento de alineacion
y luego ordenar a la parte de colocacién objetivo que |~ &tapa
se detenga y se alinee con el elemento de alineacion

v
Operar el aparato de deteccién de infrarrojos
para explorar una zona de exploracion —.~ etapa (b)
del mismo

(@)

Cuando se encuentra una fuente de calor externa que entra en la zona de
exploracién, accionar la parte colocacion objetivo en rotacion y una evaluacion
del aparato de deteccidn de infrarrojos comprende: definir un plano
perpendicular a un eje como un plano azimutal, en donde en el plano azimutal,
el elemento de alineacion sobresale ortogonalmente sobre el plano azimutal
para definir una posicién azimutal inicial, el eje y la posicidon azimutal inicial
definen conjuntamente una primera linea, y la primera linea se define como 0°
del plano azimutal; definir un punto de tiempo (Ts) mapeando un momento
particular con respecto al periodo unitario, en donde en el momento particular,
una sefal de infrarrojos emitida desde la fuente de calor externa se transmite a
sensor de infrarrojos a través de la parte de colocacién objetiva; definir una
posicion de fuente de calor proyectando de manera ortogonal la parte de
colocacién objetivo sobre el plano azimutal en el punto de tiempo, en donde en
el plano azimutal, el eje y la posicion de fuente de calor definen conjuntamente
una segunda linea; y definir un angulo azimutal (6x) entre las lineas primera 'y
segunda, en donde el angulo azimutal se obtiene calculando una ecuacion:

0x = (Ts/Tc),

etapa (c)
i

!
Cuando se encuentra la fuente de calor que deja la zona de

detenga y se alinee con el elemento de alineacion

EIG.1C
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exploracion, ordenar a la parte de colocacion objetivo que se | €tapa (d)
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